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B-XRD1089 - 電⼦基板の微⼩領域マッピング測定

はじめに

電子基板のように非常に多くの微小部品で構成されている試料を測定する場合、各領域の結晶状態を評価するためには、

X線を絞り、特定の領域にのみ照射する必要があります。従来の光学系ではX線焦点から発散するビームをスリットやコリ

メーターを用いてポイント状に絞るため、X線強度の減衰が大きく、微小領域の測定には長い時間を必要としていました

が、微小焦点光学素子を搭載したSmartLab μHRと高速2次元X線検出器を用いることで、XG出力が従来の1/10以下であ

るにもかかわらず、短時間で高強度の微小部測定が可能となりました。

測定‧解析例

SmartLab μHRは微小焦点回転対陰極X線管を搭載し、微小焦点光学素子CMFを用いてX線を1 mm × 1 mmのビーム径に

単色‧平行化し、コリメーターによりビーム径を整えます。その結果、図1および表1に示すように、従来使用していたコ

リメーターやポイント集光素子であるCBO-fと比べ、XG出力が1/10以下であるにもかかわらず高分解能かつ高輝度の測定

が可能となりました。

SmartLab μHRを用いて図2に示す電子基板の微小領域測定を行いました。各測定点とも、約2分間という非常に短い測

定時間でも、電子基板の微小な領域に含まれる化合物の同定や粗大粒あるいは配向の有無を確認することが可能です。

表1　各光学系の強度と半価幅

光学系

XG 出力

(kW)

ビームサイズ

(mm)
規格化強

度

輝度（強度 / ビーム

サイズ）

SmartLab μHR 0.8 0.3φ 52.10 579

SmartLab CBOf 9.0 0.5φ 53.45 68.1

SmartLab

collimator
9.0 0.3φ 1.00 3.5
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https://rigaku.com/ja/products/x-ray-diffraction-and-scattering/xrd/application-notes/b-xrd1089-micro-area-mapping-measurement-printed-circuit


図1　各光学系の比較データ（試料：Si）

図2　電子基板の微小領域測定（測定時間各2分間）

推奨装置

超高輝度微小焦点Ｘ線回折装置　SmartLab μHR　＋　ハイブリッド型多次元ピクセル検出器 HyPix-3000
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おすすめの製品

HyPix-3000/3000HE

ハイブリッドピクセル2次元検出器

粉末の高速測定から薄膜の2次元測定まで対応。

SmartLab

全自動多目的Ｘ線回折装置 SmartLab

装置が最適条件を教えてくれるガイダンス機能を実現。

SmartLab Studio II

X線分析統合ソフトウェア SmartLab Studio II

測定から解析まで、X線分析のすべてをこなす統合ソフトウ

ェア
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https://rigaku.com/ja/products/components/detectors/hypix-3000
https://rigaku.com/ja/products/x-ray-diffraction-and-scattering/xrd/smartlab
https://rigaku.com/ja/products/x-ray-diffraction-and-scattering/xrd/smartlab-studio-ii

